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16  Si 気相エピタキシャル成長と欠陥の光学的検査 (半導体研究振興会) 

  
 Si 気相エピタキシャル成長装置 (配管部展示) 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reichert 社製 位相差顕微鏡       位相差顕微鏡による結晶欠陥の観察 (寺崎健 : 5.欠陥の 

   光学的方法による観察、半導体研究 7 (1971) 工業調査会) 


